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０．３５μｍルールの
ＣＭＯＳプロセスにより、
カンチレバーとそこから
の容量信号を読み出す
ＣＭＯＳ回路を集積した。

ポストプロセス
０．３５μｍルールの
ＣＭＯＳプロセスにより、
高感度な容量型の触覚
センサを開発した。
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